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第 2 編は流動 2 色性により流体計測を行なう新しい方法と，その装置および流動 2 色性材料に
ついてのべたものである。 2 色性は吸収の異方性に関するもので，狭い管内の流体計測に有用で
あり，偏光板 1 枚または自然光でも測定でき， 簡便な流れの可視化が可能である。 開発した
scanning 形流動 2 色性装置は，従来の装置と比較し， 吸収率楕円の主軸の大きさと方向が測定
でき分子レオロジー的研究にも役立つものである。
第 3 編は再回折シュリーレン法についてのべたものであるが，本法が従来のシュリーレン法と

















(2) 流動 2 色性法は，吸収の異方性を利用した全く新しい流体計測法であるが，その実用性は注
自に価するものであると共に，本研究の過程で開発した実験装置は高分子物性研究にも役立つ
ものである。
(3) 再回折シュリーレン法は， 特殊な空間周波数フイノレタの使用により， 従来のシュリーレン
法よりも迄かに広領域に，精密な流体計測を可能とするもので，空気式流体素子の噴流の定量
的解析も行なっている。また著者の着想による鋭敏色シュリーレン法は，極めて微少な位相変
化の可視化に有用である。さらに本法は，流動複屈折を示す非圧縮性流体にも適用できる。
以上のごとく，本論文は，光学的流体計測に関し，新しい技術を開発したのみでなく，高分子
流体の物性研究にも多大の貢献をしており，博士論文として価値あるものと認める。
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